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本发明的弯曲传感器(1)具备压电膜(11)和

粘合剂(10)，该粘合剂(10)配置于上述压电膜

(11)的主面，将上述压电膜(11)粘贴于可弯折的

基材(103)。上述压电膜(11)的端面中至少与上

述基材(103)一起弯折的弯折部位被上述粘合剂

(10)覆盖。
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1.一种弯曲传感器，具备：

压电膜；以及

粘合剂，配置于上述压电膜的主面，将上述压电膜粘贴于可弯折的基材，

上述压电膜的端面中至少与上述基材一起弯折的弯折部位被上述粘合剂覆盖。

2.根据权利要求1所述的弯曲传感器，其中，

上述压电膜的上述主面具有第一主面和第二主面，

上述粘合剂具有配置于上述第一主面的第一粘合剂和配置于上述第二主面的第二粘

合剂，

上述压电膜的上述弯折部位被上述第一粘合剂覆盖或者被上述第二粘合剂覆盖。

3.根据权利要求2所述的弯曲传感器，其中，

上述第一粘合剂和上述第二粘合剂接触。

4.根据权利要求1～3中任一项所述的弯曲传感器，其中，

上述压电膜的俯视时的面积小于上述粘合剂的俯视时的面积。

5.根据权利要求4所述的弯曲传感器，其中，

上述压电薄膜的在俯视时上述弯折部位中的沿着弯折线的第一方向的长度比上述粘

合剂的上述第一方向的长度短。

6.根据权利要求5所述的弯曲传感器，其中，

上述压电膜的上述第一方向的长度比上述粘合剂的上述第一方向的长度短4％以上。

7.根据权利要求1～6中任一项所述的弯曲传感器，其中，

在俯视时，上述压电膜的上述弯折部位的两端面被上述粘合剂覆盖。
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弯曲传感器

技术领域

[0001] 本发明的一个实施方式涉及弯曲传感器。

背景技术

[0002] 在专利文献1的图2B中公开了在压电膜的两个主面配置有粘合剂的压电面板。专

利文献1的压电面板例如使用于触摸传感器。

[0003] 专利文献1：日本特开2020－47281号公报

[0004] 若将压电膜搭载于可弯折的电子设备，则有应力集中于弯折部位，而压电膜产生

裂纹的可能性。

发明内容

[0005] 因此，本发明的一个实施方式的目的在于提供在可弯折的设备中防止应力集中，

防止产生裂纹的弯曲传感器。

[0006] 本发明的一个实施方式的弯曲传感器具备：压电膜；以及粘合剂，配置于上述压电

膜的主面，将上述压电膜粘贴于可弯折的基材。上述压电膜的端面中至少与上述基材一起

弯折的弯折部位被上述粘合剂覆盖。

[0007] 根据本发明的一个实施方式，在可弯折的设备中能够防止应力集中，防止产生裂

纹。

附图说明

[0008] 图1的(A)是具备弯曲传感器1的电子设备100的立体图，图1的(B)是弯折后的状态

的电子设备100的立体图。

[0009] 图2是电子设备100的剖面示意图。

[0010] 图3是弯曲传感器1的部分放大剖视图。

[0011] 图4是表示切出压电膜11之前的母片的俯视图。

[0012] 图5的(A)是表示参考例的应变分布的图，图5的(B)是表示本实施方式的应变分布

的图。

[0013] 图6是弯曲传感器1的部分放大剖视图。

[0014] 图7是变形例的弯曲传感器1的部分放大剖视图。

[0015] 图8是弯曲传感器1的俯视图。

[0016] 图9是表示切出压电膜11之前的母片的俯视图。

具体实施方式

[0017] 以下，参照附图对本发明的实施方式的弯曲传感器1以及具备该弯曲传感器1的电

子设备100进行说明。此外，在各附图中，为了便于说明，而省略了电极以及布线等。

[0018] 图1的(A)是具备弯曲传感器1的电子设备100的立体图。图1的(B)是弯折后的状态

说　明　书 1/4 页

3

CN 117120818 A

3



的电子设备100的立体图。电子设备100例如是智能手机等信息处理装置。

[0019] 图2是在图1的(A)所示的I－I线切断了图1的(A)所示的电子设备100的剖面示意

图。此外，图2为了说明而较大地显示出弯曲传感器1，并省略了其他电子部件等。

[0020] 如图1的(A)所示，电子设备100具备大致长方体形状的壳体102。电子设备100具备

配置于壳体102的平板状的表面面板103。表面面板103作为用户使用手指或者笔等进行触

摸操作的操作面来发挥作用。以下，将壳体102的宽度方向(横向)作为X方向，将长度方向

(纵向)作为Y方向，并将厚度方向作为Z方向来进行说明。

[0021] 如图2所示，电子设备100在壳体102的内侧具备弯曲传感器1。弯曲传感器1粘贴于

表面面板103中成为壳体102的内侧的面。弯曲传感器1具备粘合剂10、压电膜11、粘合剂12

以及保护膜13。

[0022] 弯曲传感器1通过粘合剂10粘贴于电子设备100的表面面板103。此外，虽然在本例

中，弯曲传感器1粘贴于表面面板103，但也有弯曲传感器1被粘贴于显示器、触摸传感器等

的情况。此外，在弯曲传感器1透明的情况下，弯曲传感器1也可以配置于比显示器靠近表面

面板103侧。

[0023] 壳体102、表面面板103以及弯曲传感器1具有挠性。由此，电子设备100能够弯折。

在本例中，电子设备100能够将以平行于X方向的弯折线L为中心的规定范围作为弯折部位

L1进行弯折。此外，虽然在本例中，将表面面板103向内侧弯折，但也可以将表面面板103向

外侧弯折。

[0024] 电子设备100能够在0°～180°进行开闭。弯曲传感器1检测电子设备100有无弯折

以及弯折的状态(当前的开闭角度)。此外，电子设备100也可以通过在弯曲部设置铰链或者

波纹结构等而可弯折。

[0025] 弯曲传感器1的压电膜11在俯视时形成为矩形形状。粘合剂10、粘合剂12以及保护

膜13为平膜状，与压电膜11相同在俯视时形成为矩形形状。

[0026] 压电膜11例如由PVDF(聚偏二氟乙烯)或者聚乳酸等手性高分子构成。聚乳酸

(PLA)可以使用L型聚乳酸(PLLA)或者D型聚乳酸(PDLA)中的任何一种。压电膜11因电子设

备100弯折，而在平面方向进行伸缩而极化，在第一主面和第二主面产生电位差。

[0027] 在压电膜11的两个主面形成有未图示的电极。这些电极与未图示的电压检测电路

连接。电压检测电路检测两个主面的电极的电位差。与电压检测电路连接的未图示的运算

器在电位差(电压)为规定值以上的情况下检测出作为基材的表面面板103的弯折。运算器

也能够通过对电压进行积分等运算，来检测表面面板103的弯折状态(开闭角度)。

[0028] 图3是弯曲传感器1的部分放大剖视图。在图3中省略了壳体102。压电膜11的主面

具有第一主面和第二主面。在本例中，沿着Z方向，在第一主面粘贴作为第一粘合剂的粘合

剂12，在第二主面粘贴作为第二粘合剂的粘合剂10。第一主面经由粘合剂12粘贴保护膜13。

第二主面经由粘合剂10粘贴表面面板103。此外，在本实施方式中保护膜13不是必需的结

构。在该情况下，也无需粘合剂12。

[0029] 压电膜11的与作为基材的表面面板103一起弯折的弯折部位L1的端面(X方向的端

面)被粘合剂10覆盖。图4是表示切出压电膜11之前的母片的俯视图。压电膜11通过从图4所

示的母片中利用尖刀等切割来单片化。在图4的例子中，压电膜11从第二主面侧被尖刀切

割。这样一来，配置于第二主面的粘合剂10的剖面通过尖刀沿着压电膜11的X方向的端面延
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伸，并覆盖压电膜11的端面。

[0030] 由此，压电膜11中至少弯折部位L1的X方向的端面被粘合剂10覆盖。粘合剂10缓和

应变，缓和应力。因此，粘合剂10防止压电膜11中弯折部位L1的X方向的端面上的应力集中。

[0031] 图5的(A)是表示参考例的应变分布的图，图5的(B)是表示本实施方式的应变分布

的图。参考例的应变分布是压电膜的端面未被粘合剂覆盖的情况下的模拟。

[0032] 如图5的(A)所示，在参考例的压电膜中，应变集中于弯折部位L1上的X方向的端面

附近。与此相对，在本实施方式的压电膜11中，应变分散，在弯折部位L1上的X方向的端面附

近未产生较大的应变。

[0033] 这样，本实施方式的弯曲传感器1能够在可弯折的设备中防止针对压电膜11的应

力集中，能够防止压电膜11产生裂纹。

[0034] 在图3中，示出了压电膜11的端面被第二主面侧的粘合剂10覆盖的例子。但是，例

如如以下那样，也可以压电膜11的端面被第一主面侧的粘合剂12覆盖。

[0035] 图6是弯曲传感器1的部分放大剖视图。如图6所示那样，也可以压电膜11的端面被

第一主面侧的粘合剂12覆盖。在该情况下，压电膜11从第一主面侧被尖刀切割。这样一来，

配置于第一主面的粘合剂12的剖面通过尖刀沿着压电膜11的X方向的端面延伸，并覆盖压

电膜11的端面。

[0036] 另外，如图6所示那样，在保护膜13也同时被从母片切割的情况下，也有压电膜11

的端面进一步被保护膜13覆盖的情况。在该情况下，也通过保护膜13保护压电膜11的端面。

[0037] 图7是变形例的弯曲传感器1的部分放大剖视图。在图7的例子中，粘合剂10和粘合

剂12相互接触。在该情况下，压电膜11的X方向的端面完全被粘合剂12覆盖。在图7的例子

中，由于从第一主面侧切割压电膜11，所以粘合剂12沿着压电膜11的端面延伸并与粘合剂

10接触，但若从第二主面侧切割压电膜11，则粘合剂10沿着压电膜11的端面延伸并与粘合

剂12接触。由此，弯曲传感器1能够进一步防止应力集中。

[0038] 图8是弯曲传感器1的俯视图。图9是表示切出压电膜11之前的母片的俯视图。图9

所示的压电膜11的Y方向的中央部分的沿着X方向的长度比Y方向的端部的X方向的长度短。

[0039] 为了如图7那样使第一粘合剂和第二粘合剂接触，例如如图8和图9的俯视图所示

那样，使俯视时压电膜11的面积比粘合剂(粘合剂10或者粘合剂12)的面积小即可。由此，在

从母片切出压电膜11时，第一粘合剂和第二粘合剂接触。

[0040] 在图8和图9的压电膜11的例子中，在Y方向的端部以外的大部分部位，压电膜11的

沿着X方向的长度比粘合剂10(或者粘合剂12)的沿着X方向的长度短。但是，压电膜11只要

至少在弯折部位L1沿着X方向的长度比粘合剂10(或者粘合剂12)短即可。即，压电膜11只要

在俯视时弯折部位L1中的沿着弯折线的第一方向(X方向)的长度比粘合剂(粘合剂10或者

粘合剂12)的第一方向的长度短即可。

[0041] 由此，在从母片切出压电膜11时，至少在弯折部位L1，第一粘合剂和第二粘合剂接

触。由此，弯曲传感器1能够进一步防止应力集中。

[0042] 此外，优选弯折部位L1的压电膜的X方向的长度比粘合剂的X方向的长度短4％以

上。发明人确认了通过使弯折部位L1的压电膜的X方向的长度比粘合剂的X方向的长度短

4％以上，能够防止应力集中，而防止产生裂纹。

[0043] 最后，应认为上述实施方式的说明在所有点为例示，并不是限制性的实施方式。本

说　明　书 3/4 页

5

CN 117120818 A

5



发明的范围不由上述实施方式示出，而由权利要求书示出。并且，本发明的范围包含与权利

要求书等同的范围。

[0044] 例如，在本实施方式中，示出了压电膜11的X方向的两端面被粘合剂覆盖的例子。

但是，只要压电膜11中的X方向的至少一个端面被粘合剂覆盖，就能够防止应力的集中。

[0045] 附图标记说明

[0046] 1…弯曲传感器，10…粘合剂，11…压电膜，12…粘合剂，13…保护膜，100…电子设

备，102…壳体，103…表面面板。
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图2

图3
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图4
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图5
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图6

图7

图8
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图9
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